Crynujcku nporpam : Macrep akagemcke crynuje @U3NKA

Ha3us npenqmera: YBOA y nras3ma TexXHonorunje

Hacrasuuk: 30paH MujaTtoBuh

Cratyc npeamera: N360pHM

Bpoj ECIIB: 8

Yeaos: OCHOBUM enekTpoHuke, Pramnka jOHM30BaHMX racoBa

nb npeamera

Yno3HaBame CTyACHATa ca MPUMEHOM IUIa3Me y TEXHOJIOTH]H ¥ HHIYCTPHjH

HUcxon mpeamera

Hakon oxciymaHor 1 Hay9eHOT cazipikaja IpeaMeTa CTYACHT Tpeba 1a MMa pa3BHjeHe:
- Ommre ciocoGHOCTH:

Ocnoco0speHOCT 3a Npo(ecCHOHATIHE ITOCIOBE Y OKBUPY NPUMEHEHUX TEXHOJIOTHja Ha HAyYHOM U MHAYCTPH]jCKOM
HHBOY.

- IIpenmerHO-cnienuduyHe CIOCOOHOCTH:
Ocnoco0JBCHOCT 32 HE3aBUCHO M3BONCHE CKCIIEPUMEHATA, IbIXOBO OMMUCHBAKE M JOKYMCHTOBAKC.

Ocnoco6IBEHOCT 32 TPUMEHY Pa3IHINTHX IIa3MEHAX U3BOPA y TEXHOJIOMIKUM U HHIYCTPH]jCKAM IIPOLIECHUMA.

Capnp:xxaj npeqmera
Teopujcka nacmasa

Tperupame nospuirHa ia3MoM. MHTepakiyja joHa ca YUBPCTHM cTambeM. Jleno3niyja TaHKuX GUIMOBa I1a3MOM.
IIna3ma equHr y

MuKpoenekTpornuny. O6paga Matepyjana miazmoM. [lnazmena xemuja. CBETIOCHH ITa3MEHH U3BOPH.

HpaKmuqHa Hacmaea

PauyHcke BexOe npate cajpikaj npenaBama. ExcriepuMenTanne Bexxoe: EnexTpudne kapaKTepUCTHKE HMITYJICHUX
U3BOpA ILIa3Me.

CrekTpaiHe KapaKTepHCTHKE UMITYJICHAX M3BOpa Iia3Me. CrekTpaliHe KapaKTepHCTHKE JTyYHOT H3BOpPa IIa3Me.
CrekrpanHe

KapaKTepHCTHKE THEABOT MIPaXKibeha. MeTann3alyja CTakia y THIaBOM MPAXKLEHbY.

Cemunap: Cactoju ce y NpHIIPeMH eKCIIEPUMEHTATHUX

pana xoju ce OpaHU CBaKe Hesesbe.
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Bpoj yacoBa akTHBHe HacTaBe | Teopujcka HacTaBa: 3 | IIpakTuyna HacraBa: 2

Mertone u3Bohema HacTaBe

IIpenaBama ( 3 yaca HeleJbHO, Y TOKY CEMECTpPa), padyHCKe BexkOe (1 "ac HeleJbHO, Y TOKY CEMECTpa), MPaKTUIHA
HacTaBa ( 1 yac HelleJbHO, Y TOKY CEMECTpa).

Ouena 3Hama (MakcuMaJHu O0poj moena 100)

MoeHa

IIpequcnutHe o0aBe3e 3aBpIIHU UCIIHT [IOCHA
aKTHBHOCT Y TOKY IIpE/laBamba 5 MUCMEHU UCIIUT 30
MPaKTUYHA HACTaBa 5 YCMEHH HCIIT 40
KOJIOKBHj yM-U s

CeMUHap-u 5




